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ภาพท่ี 4.29 (a) แสดงผวิของกระจกสไลดก่์อนตกสะสมฟิลม์ ส่วน (b) ถึง (e) แสดง  73 

     ผวิของฟิลม์ท่ีตกสะสมดว้ยเง่ือนไข N0.6 90.5.30, N0.6 90.5.50, N0.2 75.5.30 

      และ N0.2 90.5.30 ตามล าดบั และ (f) แสดงผวิของฟิล์มท่ีตกสะสมบน 

     วสัดุพอลิเมอร์โดยความดนัคงท่ีท่ี 10 mTorr, ศกัยไ์ฟฟ้าคงท่ีท่ี 600 V 

     และเวลาคงท่ีท่ี 2 ชัว่โมง 

    

 


